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※概要（Summary ）： 

 

ガラス基板上での細胞培養実験を行ってきたが、基板

表面の改質を行うため、ガラス基板上にフォトレジス

トをコーティングにより機能性を変化させたマイク

ロ流路底面の作製が可能となる。 

 

※実験（Experimental）： 

 

ガラス基板の洗浄し、フォトレジスト（SU-8）を塗

布し、それに紫外線照射し、レジストを固化固定した。 

一方、フォトレジストを塗布した基板に成形されたマ

スクの上から紫外線を照射し流路の鋳型を形成し、そ

の鋳型に PDMSを流し込み固化させ流路とした。  

 

※結果と考察（Results and Discussion）： 

 

マイクロ流路評価実験に使用できるコーティング面

が作製できた。マイクロ流路の設計と底面の機能性を

検討することでマイクロ流路を作製する。作製したマ

イクロ流路で細胞培養実験を行い、どの機能性が細胞

と一番良い親和性を示すかを検討する。 

 

 

図１ マイクロ流路（中心のライン） 

 

 

 

 

 

  図２ プロセスフロー 
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